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Technologien
¢ LF

¢ HF

¢ UHF

¢ Lesegerate

¢ Middleware
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LF — Low Frequency “CAMFU,}: @F

¢ 135 kHz & o
€@ Reichweite bis 50 cm

@ Einsatz : Gegenstande mit hohem Wasseranteil, Metallische .
Gegenstand, hohe Luftfeuchtigkeit und Metall
i “ l

|- 8mm -



HF — High Frequency

€© Reichweite bis 1m

¢ Mittlere Ubertragungsgeschwindigkeit
¢ 13,56 MHz




UHF — Ultra High Frequency @
¢ 868 MHz Y, >

¢ Reichweite3—15m
© Hohe Lesegeschwindigkeit
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Lesegerate ‘ 1 CAMPUS @F

¢ Strom in elektromagnetische Wellen = Tag wieder in Strom .

¢ Daten ,senden”/“abgreifen”—> Lesen/Schreiben
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Middleware + Anwendungssoftware

¢ Kathrein = Device Management, Collect and integrate Data,
Structure Data, filter Data

Ubergeordnete Systeme:
ERP

MES

WMS
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ERP-
Anbindung
(Middleware)

Schreib-/
Lesegerat

Identifikationsnummer
+ Produktdaten

Antenne Transponder an den
Produkten und
Transportgebinden




Der Prozess
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TCM philosophy: Mastering processes and data means readiness for advantages of digitalization
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PROCESS UNDER CONTROL

vel: Planning & Production Engin
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IST SITUATION

SIEMENS

Data sheet 6GT2600-4AE00

Gewicht:1g

13,56 Mhz

Ubertragungsrete 26,5 kbit/s
FRAM

2000 byte

Geringe Reichweite(8 mm)
Hohe Kosten
Einzeln Lesbar

y FACHHoosLE DER WIRTSCHAFT
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Hohere Reichweite 35-50 cm
Automatisierungsgrad
steigern

Diverse Anwendungen: Gate,
Regalanwendung...




WS sl

Miniaturized RFID
TAGs for tough jobs

512 bit

868 MHz

Datenibertragungsrate: 848 kbit/s
Gewicht: 0,8 g

Reichweite in metallischen
Gegenstanden 35-50 cm (2Watt
Abstrahlleistung)



PROCESS UNDER CONTROL

Level: PFlanning & Production Engineering
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Level: Tool Center & Production
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